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(57)【要約】
【課題】基板上に有機ＥＬ材料の薄膜層を均一且つ精度
良く成膜する。
【解決手段】成膜マスクが表面側に密着された基板を内
部に保持する真空チャンバと、真空チャンバ内に配置さ
れ、成膜マスクを介して基板上に有機ＥＬ材料を成膜す
る成膜源とを備え、成膜源は、有機ＥＬ材料が収容され
る収容部と、収容部内の有機ＥＬ材料に紫外線を照射す
る紫外線光源と、帯電した有機ＥＬ材料を基板に向けて
加速して収容部の放出口から放出する加速電源とを備え
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成膜マスクが表面側に密着された基板を内部に保持する真空チャンバと、
　前記真空チャンバ内に配置され、前記成膜マスクを介して前記基板上に有機ＥＬ材料を
成膜する成膜源とを備え、
　前記成膜源は、
　有機ＥＬ材料が収容される収容部と、
　前記収容部内の有機ＥＬ材料に紫外線を照射する紫外線光源と、
　帯電した有機ＥＬ材料を前記基板に向けて加速して前記収容部の放出口から放出する加
速電源とを備えることを特徴とする有機ＥＬパネルの製造装置。
【請求項２】
　前記収容部は、前記加速電源が接続される底面電極部と、前記紫外線光源の光が入射さ
れる側面窓部を備えることを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬパネルの製造装置。
【請求項３】
　前記収容部は、前記加速電源が接続される加速電極を前記放出口に備えることを特徴と
する請求項１又は２記載の有機ＥＬパネルの製造装置。
【請求項４】
　前記基板の裏面側には、帯電した有機ＥＬ材料を前記基板の表面側に付着させる磁極部
が配置されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載の有機ＥＬパネルの製造
装置。
【請求項５】
　前記成膜マスクは、導電材料層と前記基板密着する樹脂層とを有することを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項記載の有機ＥＬパネルの製造装置。
【請求項６】
　前記基板に向けて加速された有機ＥＬ材料を減速する減速電極を前記成膜マスクの近傍
に設け、該減速電極に減速電源を接続することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項
記載の有機ＥＬパネルの製造装置。
【請求項７】
　前記成膜源は、前記収容部内の有機ＥＬ材料を加熱する加熱装置を備えることを特徴と
する請求項１～５のいずれか１項記載の有機ＥＬパネルの製造装置。
【請求項８】
　前記加速電源は、加速電圧の印加時間が非印加時間より短いパルス電圧を出力すること
を特徴とする請求項１～７のいずれか１項記載の有機ＥＬパネルの製造装置。
【請求項９】
　前記基板と前記成膜マスクが縦向きに保持され、
　前記放出口から上向きに放出された有機ＥＬ材料を横向きに方向変換する方向変換部を
備えることを特徴とする請求項１～８のいずれか1項記載の有機ＥＬパネルの製造装置。
【請求項１０】
　真空チャンバの内部に、成膜マスクが表面側に密着された基板を保持し、
　前記真空チャンバ内に配置された成膜源から有機ＥＬ材料を放出して、前記成膜マスク
を介して前記基板上に前記有機ＥＬ材料を成膜するに際して、
　前記成膜源に収容された前記有機ＥＬ材料に紫外線を照射し、
　帯電した有機ＥＬ材料に加速電圧を印加し、当該有機ＥＬ材料を前記基板に向けて加速
させることを特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬパネル（或いは有機ＥＬ素子）の製造装置及び製造方法に関するも
のである。
【背景技術】
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【０００２】
　有機ＥＬ素子は、基板上の電極（例えば、陽極）表面に、有機ＥＬ材料の薄膜層が積層
され、その上に電極（例えば、陰極）層が形成される積層構造を有している。このような
積層構造において、有機ＥＬ材料の薄膜層は、一般に真空蒸着法によって成膜されている
。なお、ここでは、有機ＥＬ素子を基板にアレイ化したものを有機ＥＬパネルという。有
機ＥＬパネルは、ディスプレイ、照明装置、各種の光源として用いられている。
【０００３】
　真空蒸着法は、高真空状態を維持したチャンバ内に蒸着材料（有機ＥＬ材料）の分子を
放出する蒸着源を配置する。蒸着源は、蒸着材料が封入された坩堝をヒータによって高温
加熱して、蒸着材料を蒸発又は昇華させ、坩堝に設けたノズルによって蒸着材料をチャン
バ内に放出する。有機ＥＬ材料の薄膜層の形成は、チャンバ内に蒸着マスク（メタルマス
ク）を密着した基板を配置し、蒸着源から放出される蒸着材料を、蒸着マスクの開口を介
して基板上に成膜している（下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１８４４８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述した真空蒸着法による有機ＥＬ素子或いは有機ＥＬパネルの製造では、蒸着源を基
板及び蒸着マスクに対して相対的に移動しながら、蒸着マスクの開口パターンに応じて有
機ＥＬ材料を成膜している。この際、蒸着源から放出される蒸着材料は、ノズルによって
指向性が付与されてはいるものの、広がり角を０°にすることができないので、蒸着マス
クの厚さが陰になって均一な成膜ができない問題がある。
【０００６】
　また、前述した蒸着マスクの厚さの影響を可能な限り少なくするために、蒸着マスクを
薄くすると、蒸着源のヒータからの輻射熱で蒸着マスク（メタルマスク）の熱変形が大き
くなる問題が生じる。蒸着マスクに熱変形が生じると、蒸着マスクの開口形状が変形した
り、蒸着マスクが波打って基板との密着性が低下したりして、高い精度で有機ＥＬ材料を
成膜できなくなる問題が生じる。
【０００７】
　本発明は、このような問題に対処することを課題としている。すなわち、有機ＥＬパネ
ル或いは有機ＥＬ素子の製造装置又は製造方法において、有機ＥＬ材料の薄膜層を均一且
つ精度良く成膜すること、などが本発明の課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような課題を解決するために、本発明は、以下の特徴を具備している。
【０００９】
　成膜マスクが表面側に密着された基板を内部に保持する真空チャンバと、前記真空チャ
ンバ内に配置され、前記成膜マスクを介して前記基板上に有機ＥＬ材料を成膜する成膜源
とを備え、前記成膜源は、有機ＥＬ材料が収容される収容部と、前記収容部内の有機ＥＬ
材料に紫外線を照射する紫外線光源と、帯電した有機ＥＬ材料を前記基板に向けて加速し
て前記収容部の放出口から放出する加速電源とを備えることを特徴とする有機ＥＬパネル
の製造装置。
【００１０】
　真空チャンバの内部に、成膜マスクが表面側に密着された基板を保持し、前記真空チャ
ンバ内に配置された成膜源から有機ＥＬ材料を放出して、前記成膜マスクを介して前記基
板上に前記有機ＥＬ材料を成膜するに際して、前記成膜源に収容された前記有機ＥＬ材料
に紫外線を照射し、帯電した有機ＥＬ材料に加速電圧を印加し、当該有機ＥＬ材料を前記
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基板に向けて加速させることを特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造装置及び製造方法を説明する説明
図である。
【図２】有機ＥＬ材料の収容部及び紫外線光源を示した斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造装置を示した説明図である。
【図４】本発明の他の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造装置を示した説明図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造装置を示した説明図である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造装置を示した説明図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造装置を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下の説明で、異なる図における
同一符号は同一機能の部位を示しており、各図における重複説明は適宜省略する。
【００１３】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造装置１は、成膜マス
ク２と基板３とが内部に保持された真空チャンバ４と、成膜源５とを備えている。成膜マ
スク２は、基板３の表面側に密着されており、成膜源５から放出される有機ＥＬ材料が、
成膜マスク２を介して基板３上に成膜される。ここでの有機ＥＬ材料は、多層構造の有機
ＥＬ素子を形成する場合には、ホール輸送層、発光層、電子輸送層などの各層を形成する
材料になる。
【００１４】
　基板３は、図示省略した電極（例えば、透明電極などからなる陽極）のパターンが表面
側に形成されたガラス基板などである。成膜マスク２は、前述した電極のパターンに対応
した開口２Ａを有しており、ここでは、基板３に密着する樹脂層２ｔとその上に積層され
る導電材料層２ｍとを有している。図１の例では、成膜マスク２と基板３は、図示省略し
た保持手段によって保持された状態で、表面側（成膜マスク２側）を下向きにして真空チ
ャンバ４内に配置されている。
【００１５】
　成膜源５は、有機ＥＬ材料Ｍが収容される収容部１０を備えている。収容部１０は、放
出口１０Ａを上向き（図示Ｚ方向）に備える容器であり、図２に示すように、基板３の横
（幅）方向（図示Ｘ方向）に延設されている。また、収容部１０は、底面側に底面電極１
０Ｂを備え、側面側に側面窓部１０Ｃを備えており、放出口１０Ａには、網状の加速電極
１３が配置されている。
【００１６】
　また、成膜源５は、収容部１０内の有機ＥＬ材料Ｍに紫外線を照射する紫外線光源１１
を備えている。図示の例では、紫外線光源１１は、基板３の横方向に長い紫外線ランプ１
１Ａと集光ミラー１１Ｂで構成されているが、これに限らず、紫外域の光を放出するＬＥ
Ｄ（ＬＥＤアレイ）などで構成することもできる。紫外線光源１１から出射される紫外線
は、側面窓部１０Ｃを透過して収容部１０内の有機ＥＬ材料Ｍに照射される。側面窓部１
０Ｃには、紫外線を透過する紫外線透過ガラスなどを用いることができる。
【００１７】
　更に、成膜源５は、帯電した有機ＥＬ材料Ｍを基板３に向けて加速して収容部１０の放
出口１０Ａから放出する加速電源１２（第１加速電源１２Ａと第２加速電源１２Ｂ）を備
えている。図１に示した例では、直流電源である第１加速電源１２Ａの負極がアースに接
続され、第１加速電源１２Ａの正極が収容部１０の底面電極１０Ｂに接続されている。ま
た、直流電源である第２加速電源１２Ｂの負極が収容部１０の放出口１０Ａに設けた網状
の加速電極１３に接続され、第２加速電極１２Ｂの正極が収容部１０の底面電極１０Ｂに
接続されている。
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【００１８】
　このような有機ＥＬパネルの製造装置１によると、収容部１０に収容されている有機Ｅ
Ｌ材料Ｍに、有機ＥＬ材料Ｍの仕事関数以上のエネルギーを持つ紫外線を照射することで
、有機ＥＬ材料Ｍに電荷を発生させ、有機ＥＬ材料Ｍを帯電させる。収容部１０内で帯電
した有機ＥＬ材料Ｍは、接している電極によって所定の電位を持つ。収容部１０内の帯電
された有機ＥＬ材料Ｍには、加速電源１２（第１加速電源１２Ａと第２加速電源１２Ｂ）
によって加速電圧が印加される。
【００１９】
　これに対して、成膜マスク２の導電材料層２ｍをアースするなどして、成膜マスク２を
別の電位にすることで、有機ＥＬ材料Ｍと成膜マスク２との間に電界が発生する。収容部
１０内で加速電圧が印加されている有機ＥＬ材料Ｍは、有機ＥＬ材料Ｍと成膜マスク２と
の間に発生する電界によって基板３に向けて加速されて放出口１０Ａから放出され、成膜
マスク２の開口２Ａを通って、基板３上（基板３表面の電極上）に付着する。これによっ
て、成膜マスク２における開口２Ａのパターンに応じて、基板３上に有機ＥＬ材料Ｍの成
膜パターンが形成される。
【００２０】
　この際、収容部１０の放出口１０Ａから放出された有機ＥＬ材料Ｍは、成膜マスク２に
対して垂直に開口２Ａに流れ込むことになるので、成膜マスク２に厚さがある場合であっ
ても、開口２Ａ内に均一且つ精度の高い成膜パターンを形成する。また、有機ＥＬ材料Ｍ
は、有機ＥＬ材料Ｍと成膜マスク２との間に発生する電界による電磁力のみで移動するの
で、従来の真空蒸着法のように蒸着源の輻射熱で成膜マスクが熱変形することもない。こ
れによって、有機ＥＬパネルの製造装置１は、均一且つ精度の高い成膜パターンを形成す
ることができる。
【００２１】
　成膜源５は、基板３の横（幅）方向（図示Ｘ方向）に延設され、上方向（図示Ｚ方向）
に放出口１０Ａを向けて、基板３の縦（長手）方向（図示Ｙ方向）に移動しながら、有機
ＥＬ材料Ｍを放出口１０Ａから放出する。成膜マスク２の開口２Ａ内に成膜される有機Ｅ
Ｌ材料Ｍの膜厚は、成膜源５の移動速度（スキャン速度）と、加速電源１２によって印加
される加速電圧の大きさによって、任意の膜厚に設定することができる。また、前述した
移動速度（スキャン速度）と加速電圧の大きさを一定に維持することで、全ての開口２Ａ
内に成膜される有機ＥＬ材料の膜厚を均一にすることができる。
【００２２】
　図３に示す有機ＥＬパネルの製造装置１（１Ａ）は、図１に示した例に加えて、磁極部
（磁石）１４を備えている。磁極部１４は、表面側に成膜マスク２が密着されている基板
３の裏面側に配置されている。このような磁極部１４を基板３の裏面側に配置することで
、収容部１０内で帯電した有機ＥＬ材料Ｍを磁気吸着して効果的に基板３の表面に付着さ
せることができる。
【００２３】
　図４に示す有機ＥＬパネルの製造装置１（１Ｂ）は、図３に示した例における加速電極
１３と第２加速電源１２Ｂを省いて、減速電極１５と減速電源１６を設けている。減速電
極１５は、基板３に向けて加速された有機ＥＬ材料Ｍを減速する機能を有するもので、成
膜マスク２の近傍に設けられる。減速電極１５には、帯電された有機ＥＬ材料Ｍに加速方
向と逆向きの電磁力を付与する減速電源１６が接続されている。このような減速電極１５
と減速電源１６を設けることで、帯電された有機ＥＬ材料Ｍが基板３の表面に衝突して跳
ね返るのを抑止することができ、帯電された有機ＥＬ材料Ｍを安定した状態で基板３に付
着させることができる。
【００２４】
　図５に示す有機ＥＬパネルの製造装置１（１Ｃ）は、図４に示した例に加えて、加熱装
置１７を設けている。加熱装置１７は、成膜源５において、収容部１０内の有機ＥＬ材料
Ｍを加熱する機能を有している。この加熱装置１７は、有機ＥＬ材料Ｍの帯電を促すため
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に比べると発熱量を抑えることができる。加熱装置１７の発熱量は、成膜マスク２の熱変
形を考慮して、有機ＥＬ材料Ｍの帯電を効果的に促すことができる程度に設定される。
【００２５】
　図６に示す有機ＥＬパネルの製造装置１（１Ｄ）は、図５に示した例の加速電源１２を
パルス電源１８に置き換えたものである。パルス電源１８は、加速電圧としてパルス電圧
を印加するものであり、ここでは、加速電圧の印加時間が非印加時間より短くなるデュー
ティ比でパルス電圧が印加される。このようなパルス電圧を印加することで、加速電圧の
非印加時には、収容部１０内に留まる有機ＥＬ材料Ｍに対して、十分に紫外線を照射して
効果的に帯電を促すことができる。これによって、加速電圧の印加時に帯電した有機ＥＬ
材料Ｍに効果的な加速を付与することができる。
【００２６】
　図７に示す有機ＥＬパネルの製造装置１（１Ｅ）は、真空チャンバ４内で、基板３と成
膜マスク２が縦向き（図示Ｚ方向に沿った向き）に保持されている。そして、収容部１０
の放出口１０Ａから上向きに放出された有機ＥＬ材料Ｍを横向きに方向変換する方向変換
部１９を備えている。方向変換部１９は分離磁場を形成することで、帯電され且つ加速さ
れている有機ＥＬ材料Ｍの進行方向を、略９０°方向変換している。このような方向変換
部１９を備えることで、真空チャンバ４内で基板３及び成膜マスク２を縦向きに配置する
ことができ、真空チャンバ４における水平方向の設置スペースを省スペース化することが
できる。
【００２７】
　以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
れらの実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更
等があっても本発明に含まれる。また、上述の各実施の形態は、その目的及び構成等に特
に矛盾や問題がない限り、互いの技術を流用して組み合わせることが可能である。
【符号の説明】
【００２８】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ：有機ＥＬパネルの製造装置，
２：成膜マスク，２Ａ：開口，２ｔ：樹脂層，２ｍ：導電材料層，
３：基板，４：真空チャンバ，５：成膜源，
１０：収容部，１０Ａ：放出口，１０Ｂ：底面電極，１０Ｃ：側面窓部，
１１：紫外線光源，１１Ａ：紫外線ランプ，１１Ｂ：集光ミラー，
１２：加速電源，１２Ａ：第１加速電源，１２Ｂ：第２加速電源，
１３：加速電極，１４：磁極部，１５：減速電極，１６：減速電源，
１７：加熱装置，１８：パルス電源，１９：方向変換部，
Ｍ：有機ＥＬ材料
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